KUULUTUSJULKAISU
[B] ) yrixceNINGsskripr 02228

c (45 Patonttl aysnnetty 10 12 1632
Patent moddelat

(s1) keadmecrd B OL D 47/12 // B 01 D 53/18

SUOMI—-FINLAND (21) Patenttihakemus — PatentansBkning 763146
(22) Hakemisplivi — AneSkningsdag 03.11.76
(F1) (23) Alkupiive — Giltighetsdag 03.11.76
(41) Tuliut juikiseksl — Bilvit offentlig 05.05.77
Patentti- ja rekisterihallitus -
Patent- och registerstyrelsen (M) Arabian wengd ooh vl chrifcen pooiesrad 31.08.82

(32)(33)(31) Prrdetty ecuoikeus —Begird prioritet  OL.11.75
Ranska-Frankrike(FR) 7533658

(71) Rhdne—-Poulenc-Industries, 22, Avenue Montaigne, 75 Paris (8éme),
Ranska-Frankrike (FR)

(72) Claude Djololian, Maromme la Maine, Gérard Lagrange, Bois Guillaume,
Ranska-Frankrike (FR)

(T4 ) Berggren Oy Adb

(54) Menetelmi ja laite kaasuseosten pesemiseksi ja pisaroiden poistamiseksi
niistéd - FSrfarande och anordning for tvdttning av gasblandningar och
fér avlégsnande av vétskedroppar ur dessa

Keksintd koskee menetelmdd ja laitetta, jolla voidaan suorittaa

kaasuseosten puhdistaminen nesteelld.

Keksintd tarjoaa ratkaisun siihen tekniseen probleemaan, joka esiin-
tyy joka kerta kun jokin liukoinen kaasumainen yhdiste, esimerkiksi
rikkidioksidi tai jokin fluoriyhdiste, kuten fluorivetyhappo tai
piitetrafluoridi on absorboitava nesteeseen, ja erityisesti se sopii
pienid pisaroita, esimerkiksi P,Os5-pisaroita sisdltdvien kaasuseos-
ten kdsittelyyn, absorptiocihin, joihin liittyy kemiallinen reaktio,
sekd sellaisiin kdsittelyihin, jotka vaativat vdhemmdn kuin teoreet-
tisen tason.

Teoreettinen taso (vert. "Les proc&dés de rectification dans
l'industrie chimique", kirj. A. Paris, toim. Dunod) tai yleisemmin
sanottuna tdydellinen vaihtoelin on kyseessd silloin kun siitd pois-

tuvat vdliaineet ovat termodynaamisessa tasapainossa.
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Absorptioprobleema ratkaistaan yleisesti sanottuna vidlipohjakolon-
nien tai myds tidyttdkolonnien avulla; silloin kun absorptio iiittyy
reaktioon ja voi aiheuttaa likaantumista ja vaatii vdhemmdn kuin
teoreettisen tason, kdytetddn mieluimmin tyhjid kolonneja. Yksinker-
taista vastavirtatyyppid olevissa tyhjissd kolonneissa absorptio

on usein riittdmitédn laitteiston kokoon ndhden; tunnettuja ovat mySs
syklonikolonnit, ja keksintd kohdistuukin t&hdn laitetyyppiin, jos-
sa kaasujen pydrreliike saadaan aikaan sydttdmdlld ne tangentiaali-
sesti sylinterimdiseen kolonniin, ja puhdistetut kaasut poistetaan

joko akselin tai tangentin suunnassa.

Olemassa olevissa tim3#n tyyppisissd laitteissa kaasuvirta kastellaan
sumuttamalla siihen nestettd. Tiedetdidn, ettid jotta absorptio olisi
tehokasta, jakautumisen on oltava mahdollisimman hyvd, so. ettd se
on suoritettava laitetyypissd, jossa on tasotyyppiset sumuttimet.
Pisarat ovat t#lldin hyvin pienet ja absorptio hyvin tehokasta:
kdytetyt kaasun nopeudet ja pisaroiden hienous aiheuttavat kuitenkin
suurta pienten pisaroiden mukaan tempautumista, jotka on poistetta-
va lisdlaitteessa. Erdissi toisessa tunnetussa syklonipesurissa
tasosuihkut, jotka sijaitsevat vaakasuorassa ja joihin syStetddn
nestettd korkeassa paineessa, saavat aikaan erinomaisen jakautumisen.
Tunnetuissa laitteissa kuitenkin mukaan tempautuneiden pienten pi-
saroiden mddri vetdd vertoja jakaantumisen hyvdlle laadulle ja niin
ollen absorptiolle, ja usein tarvitaan kaksi laitetta ndiden kahden
vastakkaisen vaatimuksen tdyttidmiseksi ja hyvdksyttdvdn tuloksen

saavuttamiseksi.

Keksinn®n tarkoituksena on saada aikaan yhdessd ainoassa laitteessa
liukoisia yhdisteitd sis#dlt&dvidn kaasun absorptio niin, ettd saadaan

puhdistettu kaasu, joka ei sis&dlld pienid pisaroita eikd tomua.

Keksintd kohdistuu pesukolonnityyppiseen laitteeseen, Jjossa kaasu-

virta on pydrteinen ja pesu suoritetaan sumuttamalla.

Keksinn®n mukaan pesun ensimmdisessd vaiheessa saadaan aikaan kaasun
pybrteisen virtauksen ja pystysuorassa ylhddltd alas tapahtuvan
sumutuksen yhdistelm#d. Sitten toisessa vaiheessa eli pisaranpoisto-
vaiheessa pydrteinen kaasuvirta ja kolonnin seindt saatetaan toimi-
maan yhdessd siten, ettd pisarat saadaan pididtetyksi nestekalvona.

Kolonnin toinen eli pisaranpoistovydhyke on lisdksi tdydennetty ren-
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kaalla, joka on sijoitettu silld tavoin, ettd se piddttdd mukaantem-

pautuneen nestekalvon seinille.

Ensimmiisessd keksinndn sovellutusmuodossa pystysuora sumutus saa-

daan aikaan tdyskartiosumittimilla.

Toisessa sovellutusmuodossa pystysuora sumutus saadaan aikaan taso-

sumuttimilla.

Pystysuora sumutus voidaan saada aikaan my&s milld tahansa muulla
vastaavalla tavalla, jolla suihku saadaan t&dyttdmddn kolonnin pesu-

vybhykkeen koko poikkileikkaus.

Renkaana on litted rengas, joka ulkoreunastaan on kiinnitetty tyh-
jdn kolonnin sein&d&dn ja johon on kiinnitetty pystysuoraan sylinteri-

mdinen kappale.

Pesuvydhykkeestd ldhtevd pyOSrteinen kaasuvirta kulkee kolonnin va-
paan tilan kautta, jossa suspendoituneina olevat nestehiukkaset aset-
tuvat seinille renkaan pidittdmind ja yhtyvdt nesteeksi, joka ote-

taan talteen kolonnin alapddstd.

Kolonnin alapiistd talteenotettu neste poistetaan kokonaisuudessaan

keksinndén yleisessd sovellutusmuodossa.

Ensisijaisessa, jatkuvatoimisessa sovellutusmuodossa tdmid neste
kierrdtetddn takaisin ja siitd poistetaan vain osa, joka korvataan
vastaavalla middrdlli tiydennysnestettid. Absorptiokolonni voi siis

olla enintiin ekvivalentti teoreettisen tason kanssa.

Kostutusnesteen painetta sdiddetddn sen fysikaalisten ominaisuuksien,
kdsiteltdvidn kaasun nopeuden, tdmdn koostumuksen, tdmdn ainesosien
osapaineiden ja saatavien pienten pisaroiden koon funktiona. Kun
kostutusnesteen paine on lydty kiinni, md&ritetddn pesuvyShykkeen

yldpuolinen, pisaroiden poistoon tarpeellinen vapaa korkeus.

Edullista on suorittaa sumutus sijoittamalla sumuttimet ainakin

yvhteen kolonnin vaakasuoraan osaan.

Siind tapauksessa, ettd sumuttimet on jaettu useisiin vaakasuoriin
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kolonnin osiin, eri osien sumutinten paine siidetdin mieluimmin toi-

sistaan riippumattomasti.

Menetelmdd sovellettaessa paine valitaan mieluimmin vidlilti 0,1-3
baria.

Keksinndn erddssd sovellutusmuodossa kaksi tai useampia keksinnén
mukaisia laitteita kytketddn sarjaan siten, ettd yhdesti kolonnista
lihtevd pydrteinen kaasuvirta menee seuraavan kolonnin sis#didn ja
ettd kummankin kolonnin alapd&dstd otetaan neste talteen erikseen.
Erityisen sopivaa on sijoittaa kaksi tai useampia keksinn®n mukaisia
laitteita p&ddllekkdin.

Tdssd keksinndn ensisijaisessa sovellutusmuodossa kaksi keksinndn
mukaista laitetta yhdistet#d&dn toisiinsa sulkemiselimen avulla, joka
piddttdd nesteen ja pddstdd ldpi kaasuvirran sdilyttden sen py®rtei-
sen liikkeen.

Seuraavassa valaistaan keksint8d l&hemmin selittdmilli erds laitteen
ensisijainen sovellutusmuoto sekd sen toiminta oheisen piirustuksen

yhteydessd, joka esitetddn keksint8d rajoittamattomana esimerkkini.

Kuvio 1 on leikkauskuvanto pystysuorasta, sylinterin muotoisesta
kolonnista 1, joka on varustettu kaasun sisdéntuloputkella 2. Kaasut
tulevat putkea 2 my8ten tangentin suunnassa vyShykkeeseen 3, jossa
ne saavat pydrteisen liikkeen; ne virtaavat ensiksi pesuvydhykkeen
4 ldpi ja sitten tyhjdn vyShykkeen 5 1l&pi, ja poistetaan poistojoh-
toa 7 mydten. Neste otetaan talteen kolonnin alapilstd 6.

Kohdissa 8 ja 9 on esitetty kaksi pesuvyShykkeen osaa, jotka kumpi-
kin on varustettu sarjalla sumuttimia. Sumuttimet on mieluimmin
jaettu symmetrisesti, niin ettd ne voivat peittdi pesuvydhykkeen

koko tilavuuden.

Nesteen paine voidaan sddtdd riippumattomasti kussakin pesuvyShyk-
keen osassa. Sumutettavan nesteen paine valitaan niin, ettid saavute-
taan haluttu dispergoitumisaste ja tarjotaan absorptiota tai reak-
tiota varten suuri ominaispinta, vdltetddn mukaan tempautumiset ja
ettd pydrteistd virtausta ei tuhota.
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Pesuvydhykkeestd 4 tuleva kaasuvirta kulkee vyShykkeen 5 ldpi;
liukoisista yhdisteistd vapautetut kaasut voivat sisdltdd suspen-
doituineina pienid nestepisaroita. PySrteinen liike sinkoaa vesipi-
sarat sylinterin pystysuorille seinille, jossa ne yhtyvdt muodostaen

nestekalvon.

Kohdassa 10 ndkyy renkaan muotoinen laite, joka muodostaa laitteen
nestekalvon mukaan tempautumisen estdmiseksi kunnes kaasut poistu-

vat.

Laite, jolla kaasut sydtetddn kolonniin, koostuu johdosta; erddssd
edullisessa sovellutusmuodossa valitaan poikkileikkaukseltaan suora-
kulmion muotoinen johto, joka sijoitetaan kolonniin ndhden tangen-
tiaalisesti. Johdon yldosan leikkauskohtaan kolonnin seind&n kanssa
sijoitetaan mieluimmin tasomainen kaareva osa, joka ndkyy kohdassa
11 kuviossa 2, joka on poikkileikkaus kolonnista 1 tasoa A-A mydten.
Osan 11 tehtdvdnd on suojata kaasuvirtaa nesteeltd, joka valuu sei-

nid myoten.

Keksinndlle tunnusomainen pydrteinen kaasuvirta tdyttdd kolonnin

koko tilavuuden. Sen saattamiseksi jakaantumaan vieldkin tehokkaammin
kdytetdidn mieluimmin sitd kaasun syodtdn sovellutusmuotoa, joka on
esitetty kuviossa 3 pystysleikkauksena ja kuviossa 4 vaakaleikkaux-
sena tasoa B-B mydten. Kohtaan 2 saapuvat kaasut tunkeutuvat pys-
tyyn sylinterimdiseen putkeen 12, joka alapddstddn ja yldpadstddn

on yhdistetty kolonnin seiniin ja varustettu sarjalla aukkoja 13,
lapikulkevan kaasuvirran jakamista varten. Ylisen yhdistyspinnan
yldpuolella on rengasmainen sdilid 14, joka on varustettu esittdmit-
témdlld talteenotetun nesteen poistolaitteella.

Kuvion 4 esittdmdstd, tasoa B-B my&ten otetusta leikkauksesta nakyy
putken 12 sijainti.

Kuviossa 1 kohdassa 6 kaaviollisesti esitetyn kolonnin alapd&dstd
voidaan neste ottaa talteen. Alapdd voi olla monenlaista tunnettua,
esittimidtdntd muotoa. Se voi esimerkiksi olla rakennettu kartiomai-
seksi ja varustettu akselinsuuntaisella nesteen poistoputkella. Erxddn
edullisen sovellutusmuodon mukaan se voi olla sylinterimdinen niin

kuin kuvion 1 kohdasta 6 ndkyy.



° 62228

Sdilidnd toimivaan osaan 6 kerdtty neste pysytetddn vakio pinnan-
korkeudessa milld tahansa tunnetulla, esittdmattbmidllid tavalia, ku-

ten ylijuocksun tai sddtdlaitteen avulla.

Sdilidosa 6 on edullista varustaa pyOSrteen estolaitteella, joka voi
olla eri muodoissa, koostuen esimerkiksi levyistd, rististd tai ne-
lidristikkopalkista. Kuviossa 2 kohdassa 15 on esimerkkind esitetty
ristinmuotoinen laite.

Puhdistetut kaasut poistetaan kolonnin yldpdidstd. Edelld mainittu
kaasujen poistolaite 7 voi olla monenlaista muotca. Kuviossa 1 on
esimerkkind esitetty akselin suuntainen poistolaite 16 kolonnin hui-
pulla.

Kuvio 5 esittdd@ pystyleikkauksena erdstd kaasujen poistolaitteen 7
vaintoehtoa, jonka muodostaa poikkileikkaukseltaan suorakulmion

muotoinen johto 17, joka on asennettu tangentiaalisesti.

Kuvio 6 esittdd leikkausta tdstd vaihtoendosta vaakatasossa C-C.
Niin kuin ndkyy, tangentiaalinen poistojohto 17, jonka alaosa si-

jaitsee tasossa C-C, tunkeutuu kolonniin renkaan 10 ohi.

Toinen edullinen kaasujen poistolaitteen sovellutusvaihtoehto seli-
tetddn seuraavassa kuviociden 7 ja 8 yhteydessd. Tdssd sovellutusmuo=-
dossa elin 18 sulkee kolonnin tdydellisesti nesteen ldpikululta ja
pddstdd ldpi vain kaasut, sdilyttden niiden py®rteisen liikkeen
poistokohdassa. Tdtd sulkulaitetta kdytetddn silloin kun puhdistetut
kaasut johdetaan toiseen pesukolonniin, joka sijaitsee akselin suun-
nassa ensimmdisen yldpuolella, tai myds tyhjd8n runkoon tai myds

pystysuoraan hormiin.

Sulkuelin 18 n&kyy kuviossa 7 kuvion 8 suunnasta D, kun kolonnin
seind oletetaan poistetuksi. Kaasut poistuvat kohdasta 7. Kuvio 8
esittdd samaa elintd 18 ndhtynd suuntaan D ndhden kohtisuorasta
suunnasta ja tdssd se on esitetty varustettuna valuvan nesteen

poistolaitteella 19, joka on varustettu pydrteen estolaitteella 20.

Kaikissa tapauksissa laite voi olla varustettu jotakin tunnettua
tyyppid olevalla laitteella tdydentdvin pisaroiden poiston suoritta-

miseksi.
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Keksinndn mukaisella laitteella sen yhdessd tai toisessa sovellu-
tusmuodossa voidaan suorittaa erittidin tehokas kaasujen pesu pdds-—
tamdttd mitd3n liukoisia yhdisteitd ilmakehéén, ja silld saadaan ai-
kaan my®s pisaroiden ja tomun poistd samassa laitteessa, niin ettd
pystytddn noudattamaan saastutusta koskevia normeja. Laite on vdhem-
min tilaa viepid kuin tunnetut laitteet, joilla voidaan kdsitelld
vastaavan suuria kaasuseosmddrid. :

Toinen etu siind tapauksessa ettd suoritetaan adsorptio kemialli-
sen reaktion yhteydessd on se, egté pydrteinen virta estdd kaiken

kerrostumisen seinille.

Keksinndn mukaista laitetta voidaan soveltaa kaikkien kaasuseokses-
sa olevien liukoisten kaasumaisten yhdisteiden absorptioon, pisa-
rain ja tomun poistoon, erityisesti késiteltdessd niitd kaasuseok =~
sia, joita syntyy esimerkiksi tripolyfosfaattien kalsinoimisesssa,
lannotteiden valmistuksessa, fosforihappo-liuotusastioiden tai
fosforihapon vidkevdintiastioiden tyhjennyksessd tai vield fluorisi-

likaattitehtaiden kaasujen fluorin poistossa.

Esimerkki

Kuvion 1 mukaisessa kolonnissa kdsitellddn kaasuseosta, joka syntyy
natriumtripolyfosfaatin valmistuksessa. Tdtd kaasuseosta, joka si-
siltdd 141,658 tuntikilogrammaa kohti 36 kg fluorivetyhappoa ja
5,033 kg seosta CO, + SO, kdsitell&dn sumuttamalla siihen kahdessa
kostutuskerroksessa 160 tunti- 3 lipedliuosta, joka sisdltdd 72 kg
NaOH, ja jota kierritetidin ja pysytetddn pH:ssa 6,7 ja ldmpdtilassa
80°c.

Aksiaalista hormia mydten poistuvat kaasut sisdltdvidt vdhemmdn kuin
10 mg F normaali-m3 kohti painehdvidn ollessa 100 mm vesipatsasta.

Kerrostumia ei todeta.
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Patenttivaatimukset

1. Pybrteisen kaasuvirran synnytt#&vi suihkutuspesu-kolonni-
tyyppid oleva laite liukoisia yhdisteitd sisfltdvien kaasujen
puhdistamiseksi, t unne t t u siitid, etti ensimmiisessi vyo-
hykkeessd (4) eli pesuvyShykkeessd yhdistetdin pydrteinen kaasu-
virta ja nesteen pystysuora sumutus ylh#iltid alaspiin, ja kolon-
nin toisessa vyShykkeessd (5) eli pisarain poistovyShykkeessi
saatetaan pydrteinen kaasuvirta ja kolonnin seindt toimimaan yh-
dessd silld tavoin, ettd pisarat saadaan pid&tetyksi nestekal-
von muodossa, ja ettd kolonnin toinen vy®hyke eli pisarain pois-
tovyShyke on tdydennetty renkaalla (10), joka on sijoitettu niin,

ettd se piddttdd nestekalvon kolonnin seinille.

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen laite, t unnet t u siita,
ettd nesteen pystysuora sumutus suoritetaan tdyskartiosumuttimil-

la.

3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen laite, t unne t t u siita,

ettd nesteen pystysuora sumutus suoritetaan tasosumuttimilla (8, 9).

4. Patenttivaatimuksen 1 mukainen laite, t unne t t u siiti,
ettd nesteen pystysuora sumutus suoritetaan sumuttimilla (8, 9),
jotka on sijoitettu niin, ettd nestesuihku t&yttdi kolonnin pesu-
vythykkeen (4) koko poikkipinnan.

5. Patenttivaatimuksen 3 mukainen laite, t unne t t u siiti,
ettd renkaana on tasomainen rengas (10), joka on ulkoreunastaan
kiinnitetty kolonnin sein&&n ja johon on kiinnitetty pystysuora

sylinterimdinen kappale.

6. Patenttivaatimuksen 1 mukainen laite, t unne t t u siiti,

ettd kolonnin alapdd (6) on varustettu nesteen kerdyslaitteella.

7. Patenttivaatimuksen 1 mukainen laite, t un ne t t u siit§,
ettd siihen kaasun sy&tt8d varten kuuluu poikkileikkaukseltaan suo-
rakulmion muotoinen johto (2), joka on sijoitettu tangentiaalises-
ti kolonniin ndhden ja jonka leikkaus kolonnin sein#n kanssa kan-

nattaa tasaista osaa (11), suojana valuvaa nestettid vastaan.
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8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen laite, t un ne t t u siitd,
etti kaasujen sydttbkohdassa on lisdksi pystysuora, sylinterimdi-
nen putki (12), joka on varustettu sarjalla reikid (13) ja suo-

jattu valuvalta nesteeltd rengasmaisen sdilién (14) avulla.

9. Patenttivaatimuksen 1 mukainen laite, t un ne t t u siitid,
ettd pydrteisen kaasuvirran poistojohto (15) sijaitsee kolonnin

keskiviivalla.

10. Patenttivaatimuksen 1 mukainen laite, t unnet t u siitd,
ettd oyOrteisen kaasuvirran poistojohto (17) on kolonnin tangen-

tin suuntainen.

11. Patenttivaatimuksen 1 mukainen laite, tunne¢t tu siitd,
ettd pydrteisen kaasuvirran poistojohtoon kuuluu sulkuelin (18),
jolla neste voidaan piddttdd, kerdtd ja poistaa kolonnin ulkopuo-

lelle ja kaasut pddstdd ldpi sdilyttden niiden py&rteinen liike,.

12. Patenttivaatimusten 6 ja 11l mukainen laite, t unnet tu

siitd, ettd kerdtty neste poistetaan siitd kokonaisuudessaan.

13. Patenttivaatimusten 6 ja 1l mukainen laite, tunnet tu
siitd, ettd osa kerdtystd nesteestd poistetaan ja muu osa siitd
kierrdtetddn takaisin sumutusnesteend, samalla korvaten poistettu

mddrd vastaavalla mddrdlld tdydennysnestettd.

14. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen laite, t u n -
nettu siitd, ettd eri sumutinten painetta s&dddetddn riippu-
mattomasti vdlilld 0,1-3 baria.

15. Liukoisia yhdisteitd sis&ltdvien kaasujen absorptiomenetelmd,
tunnettu siitd, ettd yhdistetddn ainakin kaksi patenttivaa-
timuksen 1 mukaista laitetta, ettd toiseen laitteeseen sydtetddn
patenttivaatimuksen 11 mukaisen laitteen avulla ensimmdisestd lait-
teesta l&htevd kaasuvirta, ettd mahdollisesti samalla tavoin toi-
sesta laitteesta ldhtevd kaasuvirta sydtetddn kolmanteen laittee-
seen, ja niin edelleen, ettd kunkin laitteen alapddstd otetaan tal-
teen nesteet ja ettd otetaan talteen kaasuvirta, joka on puhdis-
tettu kdytdnndllisesti katsoen kokonaan liukoisista yhdisteistd.
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Patentkrav

1. Anordning av spraytvittnings-kolonntyp, vari alstras en
cyklonisk gasstrdm, £8r rening av gaser innehdllande 18sliga
f8reningar, k & nne tecknad av att i en forsta zon
(4) eller tvittzon kombineras den cykloniska gasstrdmmen och
atomisering av vidtska uppifr&n neddt, och i en andra zon (5)
eller droppavskiljningszon i kolonnen bringas den cykloniska
gasstrdmmen och kolonnens vidggar att samverka pd sddant sdtt,
att droppar kvarh&lles i form av en védtskefilm, och att den
andra zonen eller droppavskiljningszonen i kolonnen &r komplet-
terad med en ring (10), som &r s& placerad, att den kvarhaller

vitskefilmen pd kolonnens vdggar.

2. Anordning enligt patentkravet 1, k @ nne t ec knad
av att den vertikala atomiseringen av vidtskan sker med hjdlp av

helkoniska munstycken.

3. Anordning enligt patentkravet 1, k @ nneteckmnad
av att den vertikala atomiseringen av vdtskan sker med hjdlp av
plana munstycken (8, 9).

4. Anordning enligt patentkravet 1, k @& nne teckna d
av att den vertikala atomiseringen av vdtska sker med hjédlp av
munstycken (8, 9), vilka &r sd placerade, att vidtskestralen

fyller tviattzonens (4) i kolonnen hela tvdrsnitt.

5. Anordning enligt patentkravet 3, k & nnetecknad
av att ringen utgdres av en plan ring (10), som vid sin omkrets
4r fist vid kolconnens vdgg och vid vilken &r fdst en vertikal

cylindrisk kropp.

6. Anordning enligt patentkravet 6, k & nne tec knad
av att kolonnens undre parti (6) #r fOrsett med en vdtskeupp-
samlingsanordning.

7. Anordning enligt patentkravet 1, k @ nneteckna d
av att diri ingdr f6r inmatning av gasen en ledning (2) med
rektanguldrt tvdrsnitt, vilken &r anordnad tangentiellt till
kolonnen och vars skdrning med kolonnens vdgg uppbdr en plan

del (11) som skydd mot nedrinnande vdtska.
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8. Anordning enligt patentkravet 7, k @& nnetecknad
av att vid gasinloppet ytterligare finns en vertikal, cylindrisk
ledning (12), som dr f&rsedd med en serie Oppningar (13) och ar

skyddad mot nedrinnande vdtska genom en ringformig behdllare (14).

9. Anordning enligt patentkravet 1, k @ nnetec knad
av att utloppet (15) for den cykloniska gasstr&mmen dr beldget

pd kolonnens mittlinje.

10. Anordning enligt patentkravet 1, k & nne tecknad
av att utloppet (17) f&8r den cykloniska gasstrdmmen fdrldper i

kolonnens tangentialriktning.

11. Anordning enligt patentkravet 1, k & nne tecknad

av att utloppet f&r den cykloniska gasstrdmmen innefattar ett
spirrorgan (18), varmed vatska kan uppfdngas, uppsamlas och
bortledas utanfdr kolonnen och gaserna genomsldppas med bibehdllande

av deras cyklonrdrelse.

12. Anordning enligt patentkravet 6 och 11, k @nneteck-
n a d av att den uppsamlade vitskan bortledes i sin helhet fré&n

densamma.

13. Anordning enligt patentkravet 6 och 11, k & nneteck-
n ad av att en del av den uppsamlade vitskan bortledes och
resten dirav &terfdres i form av atomiseringsvdtska under sam-
tidigt ersdttande® av den bortledda mdngden med en motsvarande

midngd kompletteringsvédtska.

14. Anordning enligt ndgot av de f8regaende patentkraven, k & n -
netecknad av att de skilda atomiseringsmunstyckenas tryck
regleras individuellt inom intervallet 0,1-3 bar.

15. F®drfarande f8r absorption av gaser innehdllande 1l8sliga
féreningar, k annetecknat av att &tminstone tvd an-
ordningar i enlighet med patentkravet 1 kombineras, att i den
andra anordningen inmatas den frdn den fdrsta anordningen av-
gdende gasstrémmen med hjélp av en anordning i enlighet med pa-
tenkravet 11, att eventuellt p& samma s&tt den fran den andra

anordningen avgdende gasstrdmmen inmatas i en tredje anordning,
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och s& vidare, att vdtskorna tillvaratages i varje anordnings
undre parti och en gasstrdm utvinnes, som &r praktiskt taget
helt renad frédn l8sliga féreningar.
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